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発明名称 ガスセンサ、ガス測定装置、及びガスセンサの製造方法

出願人

又は

権利者

セイコーインスツル株式会社、国立大学法人東京大学

想定デバ

イス

環境物質高感度センサ、環境物質センシングテープ、アンビエントデバイス

要約 【利用分野】特定のガスを選別的に測定することができるガスセンサを提供す

ることである。

【発明の内容】支持基板１０と、支持基板上に間隔をあけて向かい合うように

配設された一対の金属電極１５と、一対の金属電極間に架橋されるように形成

され、半導体性の複数のカーボンナノチューブ２１同士が集合したナノチュー

ブ束２０と、を備え、カーボンナノチューブの表面には、金属材又は半導体か

らなるナノ粒子が生体分子を介して修飾され、生体分子は、カーボンナノチュ

ーブ及びナノ粒子に対してそれぞれ特異的に結合しているガスセンサ２を提供

する。
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